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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



Předložená práce představuje metodu zvýšení kontrastu zobrazení v rastrovacím tunelovém 

mikroskopu (STM). Základem metody je přímé měření/vykreslení derivace profilu povrchu podél 

skenovaného řádku, které je prováděno pomocí lock-in techniky. Jádrem práce je implementace 

popsané metody spočívající v rozšíření stávající řídící elektroniky STM o komerční lock-in 

zesilovač a otestování jeho funkčnosti v experimentu. 

 

Práce je napsána přehledně a srozumitelně. Po formální i obsahové stránce je na velmi vysoké 

úrovni. Až na jednu výjimku (str. 15, vyvození z rovnice 3.2, záměna u(x0) za z(x0) a změna 

znaménka -/+) v ní nebyly nalezeny žádné tiskové ani věcné chyby. Drobným nedostatkem je 

v úvodu chybějící zasazení metody derivace profilu povrchu podél řádku do širšího kontextu 

s literaturou. Není jasné, jestli se jedná o novou myšlenku, jak zlepšit kontrast v STM, nebo 

existují dřívější práce, se kterými by bylo možné výsledky srovnávat. V kapitole „1. Řádkovací 

tunelová mikroskopie“ by se hodilo přidat vysvětlení pojmu: „zobrazení v (ne)obsazených 

stavech“, který je potom (např. kap. 2.2) používán bez dalšího upřesnění a může být pro neznalého 

čtenáře nejasným.    

 

Úspěšným vestavěním lock-in zesilovače do řídící elektroniky STM, doplněním ovládacího 

softwaru STM o možnost nastavení parametrů lock-in karty a experimentálním ověřením 

funkčnosti instalovaného zařízení autor prokázal své komplexní odborné dovednosti a znalosti. 

Náročnost vlastního měření STM je velmi vysoká. Zobrazení je velice náchylné na nestability v 

systému hrot-vzorek. V případě použití synchronní detekce se doba pořízení obrázku pohybuje 

v řádu desítek minut. S rostoucím časem vzrůstá i pravděpodobnost nežádoucí změny hrotu 

vedoucí ke ztrátě rozlišení. V tomto kontextu považuji prezentované výsledky měření ze STM i 

celou bakalářskou práci za velmi zdařilou.  

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. V kapitole 1.1 věnované tunelovému jevu se obecně mluví o výšce potenciálové bariéry. 

Mohl byste upřesnit čím je v systému hrot-vakuum-vzorek dána výška potenciálové 

bariéry?  

 

2. Existuje nějaká dřívější práce prezentující použití metody zobrazení derivace profilu 

povrchu podél řádku v STM? Pokud ano, lze na jejím základě přiblížit očekávání spojená 

s použitím metody v dalších experimentech?  

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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